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摘要

Agilent 7500系列电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)完全通过

功能强大的配套化学工作站软件操作。所有与ICP-MS数据采

集、仪器控制、数据处理和报告等相关的操作都通过软件完成。

安捷伦的软件升级持续项目又推出了一款新版本，功能更加强

大，是为微软Windows® 2000和XP操作系统设计的化学工作

站。

引言

作为正在进行的ICP-MS软件升级项目的一部分，安捷

伦推出了B.03版本的ICP-MS化学工作站。化学工作站

的升级改进包括支持新的硬件，增强的用户界面，附

Agilent 7500系列电感耦合等离子体质谱仪

增强型化学工作站软件

技术概述

加纠错和支持功能，以及应安捷伦客户和内部使用者

要求而设的其它许多强大的新功能。联用技术的设置，

包括气相色谱(GC)、液相色谱(LC)、以及激光烧蚀

LA ICP-MS，都包括在仪器工作站的配置中，并且在

设置上更简单容易。通过单击鼠标就可以实现外部联

机装置和ICP-MS主机之间的实时信号通讯。

在B.03版本中，工作站的各组成部分从智能序列分析

模块、仪器控制和调谐，到工作曲线以及数据报告等

各部分，都有了重大改进。工作站也保留了用户已经

习惯的熟悉的外观和方式。工作站的功能在很多方面

都有改进，以下是经过重大改进的、为用户提供强大

新功能并易于使用的部分。

• 调谐

• 数据采集

• 智能序列分析模块

• 工作曲线校准

• 数据报告

• 半定量分析

• 数据管理

• 自检及维护支持功能
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此外，新版本具有很好的追溯兼容性，允许现有方法

以及数据文件格式和以前版本安全转换1。

同样熟悉的结构—改进的用户界面

工作站保留了熟悉的结构，将ICP-MS的操作划分成

一系列，每个模块负责相关的一组任务。用户可以根

据个人喜好或需求设置显示模版的版式。所有工作站

模块都可以在屏幕顶端通过单击鼠标使用。见图1。

图1. 主菜单界面，显示连接其它功能的工具栏，当前方法、校准和程序以及仪器控制和数据分析模块的下拉菜单。

1B.01.02之前的软件版本的报告模版与B.03不兼容，需要重安装。
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调谐

可以同时显示15个用户定义的调谐质量和质量比，允

许用户同时监控灵敏度、氧化物、双电荷离子、背景

和干扰。显示并储存所有当前参数，点击按键可重新

图2. 可以同时显示多达15个用户可定义信号的新调谐界面

设定为默认值。见图2。调谐功能列表中显示的都是

用户可选择的，所以在方法建立过程中可以看到所有

参数，或者可在常规操作中简单的显示。
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智能清洗

增加的智能清洗功能可以改善样品分析效率并能减少

异常高含量样品的记忆效应。在清洗过程中，智能清

洗系统可监控最多10个用户定义的质量或质量比并与

用户设定的阈值进行比较。只要满足特定的条件，系

统将开始下一个样品的分析。清洗样品时允许用户选

择更短的最少清洗时间而不用担心高浓度样品的残

留，因此分析率和可靠性都有提高。此外，每一个清

洗位置都可以指定最大清洗时间。如在最大清洗时间

内没有达到预设标准的话，系统将执行用户预先设定

的一种操作(如停止分析或再次清洗)。智能清洗支持

所有自动进样器。见图3。

图3. 智能清洗设置界面。提供3个独立的清洗位置，可监控最多10个质量或质量比。
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智能序列分析/QC 报告

结合每种方法必需的管理样类型，智能化序列和质量

控制(QC)报告可以通过针对不同分析方法的质控QC

标样来简化。用户可定义多达50种不同的QC样品。

此外，现在还可以限定特定方法中对于不同样品类型

可以报出的元素。这意味着对于一个特定方法而言，

并非所有样品类型中的所有元素都必须报出，这再次

大大改进了方法并且增强了报告的灵活性。另一个附

带的优点即是装在程序表中的稀释倍数计算工具。见

图4。用户只要输入样品的初始和稀释后的最终质量

或体积，系统将自动计算每个样品的稀释倍数或浓度

并将其输入到样品表。对每个样品单独输入内标浓度

(ISTD)也是新增功能。这对LA用户很有用，也适用于

在分析前对样品手动加入ISTD的情况。当执行单一手

动进样、非自动采集时，稀释倍数计算工具和各样品

特定的ISTD浓度也同样有效。

图4. 点击Sample Log Table中的稀释因子单元可以调出稀释因子计算工具。稀释因子可以手工输入并复制，自动为每个样品计

算，也可将样品重量和最终体积输入到比如LIMS产生的列表中进行计算。Sample Log Table是一个简单的电子表格，包

含样品自动分析程序的所有必要信息。
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工作曲线校准

校准模块进行了明显的简化和改进，增加了许多实

用的，使用便捷的功能。一个简单的，易理解的电

子表格界面包含了所有校准信息。见图5。用户可

以通过4个简单的文件标记使用不同的功能：

1. 校准表

2. 校准数据文件

3. 校准图概要

4. 校准图细节

以前工作站文本中允许最多有20个级别的校准。见图

6、7。此次的对以前文本的改进包括：

1. 在校准表中将分析元素和ISTD元素分开。

2. 提供了具有与样品独立设置的ISTD浓度的简化的

相同界面下的虚拟内标(VIS)校正功能。

3. 校准数据文件名显示在校准表中。

4. 可以基于每个不同元素设置回归权重。

图5. 校正表显示所有相关校正信息。移动文件标签，使用户查看各具体校正功能。
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5. 校准数据文件可以直接从目录列表中快速选择或

者在序列分析期间自动更新。校准文件目录中包

含样品名和采集时间。

6. 用户可以选择是否从已载的数据文件自动更新校

准表中的质量列表，进一步提高了仪器使用的灵

活性和便捷性。

图6. 工作曲线文件表。从一个简单的文件列表框中选择标准文件，样品名称包括在列表内。
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图7. 所有分析元素工作曲线的综合显示图，包括曲线拟合、估算检出限以及背景相当浓度值(BEC)。

7. 工作曲线图概要能快速回顾所有校准曲线包括曲

线拟合质量，以及计算检出限和背景等效浓度

(BEC)。这种报告可以打印或者以文本文件形式

导出以满足优良实验室管理(GLP)或者其它规范

的需求。

8. 校准图细节中为校准曲线增加了一个图像电子

放大功能以便简化对较低校准水平时曲线拟合

的评价。
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强化的半定量功能

增强的半定量功能支持安捷伦独有的八极杆反应池系

统(ORS)ICP-MS仪器，在无干扰的氦碰撞模式下[1]，

获得精确、可靠的半定量结果。半定量包括了以前由

于干扰不能半定量分析的同位素。当在He模式下用

ORS系统时，这个新功能就非常有用而且效果很好。

此外，对特定元素，用户可以选择其它替代同位素或

者多种同位素。半定量图像用户界面也有所改进，简

化了半定量方法设定。见图8。

图8. 简易灵活的半定量设置新界面
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新的数据处理和档案功能

在数据库中批量报告功能自动从一批样品中打包所有

文本报告到一个单一文件夹中。数据库保留了所有原

始数据和处理过的数据及批量特定样品的所有方法，

校准以及程序的备份。此功能极大的简化了将所有相

关信息转换到归档和报告的LIMS系统或者其它文件

服务器。此外，方法和数据建档功能的增加使得回顾

和找回关键信息更加便利。见图9。

图9. 报告选择对话框(左图)，包括将批文本报告进入一个单一的文件夹中的选择。归档功能对话框(右图)，具有盘处理任务和简化数据处理

选择功能。
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新的诊断工具

新的诊断和支持工具能更快更可靠的发现并解决问

题，即使是仪器系统以前有了更多的部件和功能。例

如，雾化器检测工具检测雾化器的堵塞和渗漏，简化

了普通问题的发现和处理。见图10。

图10. 雾化器测试功能可以检测所有通用雾化器

PC HP Kayak VL400 7/800 工作站系统或更高配置， 必须由安捷伦工厂提供并检测

系统内存 128 MB 以上，Windows XP建议512 MB

硬盘 10.0 GB以上

操作系统 Microsoft Windows 2000+Service Pack 4或Windows XP Professional + Service Pack 1a

Internet Explorer Internet Explorer 6 + Service Pack 1

打印机 HP LaserJet 4000, HP LaserJet 4050 – Note: Printers shipped with ChemStation PC after B.01.01

or HP LaserJet 2200's release are also supported.

I/O Libraries ver.L.02.01.00

GPIB card 82341C,  82350A or 82350B – Note: GPIB card is not needed for 7500 mainframes with LAN interfaces.

支持仪器 Agilent 7500系列

表1. 最低硬件和操作系统需求

对硬件和操作系统的最低要求和兼容性

新的工作站版本B.03是为微软视窗2000或者XP操作系

统设计的。完全支持所有Agilent 7500系列ICP-MS系

统和所支持的外围设备。不支持HP/Agilent 4500

ICP-MS系列仪器。如果用户要从老版本工作站升级

必需满足下面最低要求。(表1)。
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